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・Cabinet：17・25〝（45・8cm）Widthx43”（109・2cm）Heightx29．25〝（74・3cm）Depth

・SystemSet－UpAreaFootprint：24”（61．0cm）Widthx34”（86．4cm）Depth．

・⊂hambersize：6．50”LD．xl．25〝Depth／⊂hambervolume：679ml

●Ttmperaturegaugerange：－500Cto600C．Pressuregaugerange：Oto2，000psi
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